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(57)【要約】
【課題】歩留まりを向上させることができる有機ＥＬパ
ネル製造装置、有機ＥＬパネルの製造方法及び有機ＥＬ
パネルを提供する。
【解決手段】有機ＥＬパネル製造装置１は、側面１０ｃ
が曲面となる柱体形状を有する回転ドラム１０と、回転
ドラム１０の側面１０ｃに設けられた開口部１２１内を
搬送路１２０とし、搬送路１２０に沿って、湾曲した基
板３を搬送する搬送部と、搬送路１２０の上方であって
回転ドラム１０の側面１０ｃに取り付けられたマスクと
、マスクの位置まで搬送され、回転ドラム１０の回転に
応じて回転する基板３に、マスクを介して有機ＥＬパネ
ル９の材料を蒸着させる蒸着部２０と、を備えて概略構
成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側面が曲面となる柱体形状を有する回転ドラムと、
　前記回転ドラムの前記側面に設けられた開口部内を搬送路とし、前記搬送路に沿って、
湾曲した基板を搬送する搬送部と、
　前記搬送路の上方であって前記回転ドラムの前記側面に取り付けられたマスクと、
　前記マスクの位置まで搬送され、前記回転ドラムの回転に応じて回転する前記基板に、
前記マスクを介して有機ＥＬパネルの材料を蒸着させる蒸着部と、
　を備えた有機ＥＬパネル製造装置。
【請求項２】
　前記搬送部は、前記搬送路に沿って並ぶ複数の搬送用ローラを有する、
　請求項１に記載の有機ＥＬパネル製造装置。
【請求項３】
　前記搬送路の搬送方向に交差する前記開口部の両側面は、前記回転ドラムの回転中心側
より前記側面側の方が、間隔が狭くなるテーパー形状を有する、
　請求項１又は２に記載の有機ＥＬパネル製造装置。
【請求項４】
　前記基板は、前記回転ドラムの前記側面に応じた形状に湾曲すると共に、前記搬送方向
と交差する方向の両端面が前記開口部の前記テーパー形状に応じた逆テーパー形状を有し
、
　前記開口部の前記両側面は、前記回転ドラムの回転に伴う遠心力や前記基板に作用する
重力による前記基板の前記側面側への移動において、前記基板の前記両端面と接触して抜
け止めとなると共に蒸着の際の位置決めとなる、
　請求項３に記載の有機ＥＬパネル製造装置。
【請求項５】
　前記蒸着部は、前記回転ドラムの下方であって前記有機ＥＬパネルの材料ごとに、前記
基板の搬送方向に沿って複数並んで配置される、
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネル製造装置。
【請求項６】
　側面が曲面となる柱体形状を有する回転ドラムの前記側面に設けられた開口部内を搬送
路とし、前記搬送路に沿って、湾曲した基板を搬送し、
　前記搬送路の上方であって前記回転ドラムの前記側面に取り付けられたマスクの位置ま
で搬送され、前記回転ドラムの回転に応じて回転する前記基板に、前記マスクを介して有
機ＥＬパネルの材料を蒸着させる、
　有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項７】
　前記基板は、前記搬送方向と交差する方向の端部に前記開口部の前記テーパー形状に応
じた逆テーパー形状を有し、
　前記開口部は、前記回転ドラムの遠心力によって前記両側面が前記基板の前記端部と接
触して抜け止めとなる、
　請求項６に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項８】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネル製造装置によって製造された、
又は請求項６もしくは請求項７に記載の有機ＥＬパネルの製造方法によって製造された有
機ＥＬパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬパネル製造装置、有機ＥＬパネルの製造方法及び有機ＥＬパネルに
関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、第１の基板、第１の基板上に形成された第１の電極、第１の電極上
に形成された有機ＥＬ（Electro Luminescence）層、及び有機ＥＬ層上に形成された第２
の電極を有する有機ＥＬ素子と、有機ＥＬ素子上に形成され、有機ＥＬ層を封止する第１
の無機絶縁膜と、第１の無機絶縁膜上に形成された第２の基板と、を備えた表示装置が知
られている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　この表示装置は、曲げ応力を加えたときの中立軸が第１の無機絶縁膜と第２の基板との
界面近傍に位置するように、第１の基板及び第２の基板の材料及び厚さが設定されている
。この第１の基板及び第２の基板は、樹脂フィルムで形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００５／０２７５８２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この従来の表示装置の第１の基板及び第２の基板がガラス基板であった場合、湾曲させ
る際の応力で割れて歩留まりが低下する可能性がある。
【０００６】
　従って本発明の目的は、歩留まりを向上させることができる有機ＥＬパネル製造装置、
有機ＥＬパネルの製造方法及び有機ＥＬパネルを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、側面が曲面となる柱体形状を有する回転ドラムと、回転ドラムの側
面に設けられた開口部内を搬送路とし、搬送路に沿って、湾曲した基板を搬送する搬送部
と、搬送路の上方であって回転ドラムの側面に取り付けられたマスクと、マスクの位置ま
で搬送され、回転ドラムの回転に応じて回転する基板に、マスクを介して有機ＥＬパネル
の材料を蒸着させる蒸着部と、を備えた有機ＥＬパネル製造装置を提供する。
【０００８】
　本発明の他の態様は、側面が曲面となる柱体形状を有する回転ドラムの側面に設けられ
た開口部内を搬送路とし、搬送路に沿って、湾曲した基板を搬送し、搬送路の上方であっ
て回転ドラムの側面に取り付けられたマスクの位置まで搬送され、回転ドラムの回転に応
じて回転する基板に、マスクを介して有機ＥＬパネルの材料を蒸着させる有機ＥＬパネル
の製造方法を提供する。
【０００９】
　本発明の他の態様は、上記に記載の有機ＥＬパネル製造装置によって製造された、又は
上記に記載の有機ＥＬパネルの製造方法によって製造された有機ＥＬパネルを提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、歩留まりを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１（ａ）は、実施の形態に係る有機ＥＬパネル製造装置の一例を示す概略図で
あり、図１（ｂ）は、有機ＥＬパネル製造装置の一例を示すブロック図である。
【図２】図２（ａ）は、実施の形態に係る有機ＥＬパネル製造装置の一例を示す要部断面
図であり、図２（ｂ）は、基板と搬送部に設けられたテーパー形状の一例について説明す
るための概略図であり、図２（ｃ）は、有機ＥＬパネル製造装置で製造された有機ＥＬパ
ネルの一例を示す要部断面図である。
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【図３】図３（ａ）及び図３（ｂ）は、変形例に係る有機ＥＬパネル製造装置の回転ドラ
ムの前面の形状の一例を示す概略図であり、図３（ｃ）は、搬送部のテーパー面に設けら
れた位置決めのための凸部の一例を示す概略図である。
【図４】図４は、実施の形態に係る有機ＥＬパネル製造装置の動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（実施の形態の要約）
　実施の形態に係る有機ＥＬパネル製造装置は、側面が曲面となる柱体形状を有する回転
ドラムと、回転ドラムの側面に設けられた開口部内を搬送路とし、搬送路に沿って、湾曲
した基板を搬送する搬送部と、搬送路の上方であって回転ドラムの側面に取り付けられた
マスクと、マスクの位置まで搬送され、回転ドラムの回転に応じて回転する基板に、マス
クを介して有機ＥＬパネルの材料を蒸着させる蒸着部と、を備えて概略構成されている。
【００１３】
　この有機ＥＬパネル製造装置は、予め湾曲した基板を用いて有機ＥＬパネルを製造する
ので、有機発光層などを形成してから湾曲させる場合と比べて、湾曲させる応力で基板が
破壊されることがなく、歩留まりを向上させることができる。
【００１４】
[実施の形態]
（有機ＥＬパネル製造装置１の概要）
　図１（ａ）は、実施の形態に係る有機ＥＬパネル製造装置の一例を示す概略図であり、
図１（ｂ）は、有機ＥＬパネル製造装置の一例を示すブロック図である。図２（ａ）は、
実施の形態に係る有機ＥＬパネル製造装置の一例を示す要部断面図であり、図２（ｂ）は
、基板と搬送部に設けられたテーパー形状の一例について説明するための概略図であり、
図２（ｃ）は、有機ＥＬパネル製造装置で製造された有機ＥＬパネルの一例を示す要部断
面図である。図２（ｃ）は、有機ＥＬパネル９の一部を図示している。
【００１５】
　なお、以下に記載する実施の形態に係る各図において、図形間の比率は、実際の比率と
は異なる場合がある。また図１（ｂ）では、主な信号や情報の流れを矢印で示している。
さらに数値範囲を示す「Ａ～Ｂ」は、Ａ以上Ｂ以下の意味で用いるものとする。
【００１６】
　有機ＥＬパネル製造装置１は、例えば、湾曲した有機ＥＬパネル９を製造するように構
成されている。なお変形例として有機ＥＬパネル製造装置１は、例えば、蒸着面がフラッ
トな基板や複数の曲率を有する基板などを用いて有機ＥＬパネル９を製造しても良い。
【００１７】
　具体的には、有機ＥＬパネル製造装置１は、例えば、図１（ａ）～図２（ａ）に示すよ
うに、側面１０ｃが曲面となる柱体形状を有する回転ドラム１０と、回転ドラム１０の側
面１０ｃに設けられた開口部１２１内を搬送路１２０とし、搬送路１２０に沿って、湾曲
した基板３を搬送する搬送部と、搬送路１２０の上方であって回転ドラム１０の側面１０
ｃに取り付けられたマスクと、マスクの位置まで搬送され、回転ドラム１０の回転に応じ
て回転する基板３に、マスクを介して有機ＥＬパネル９の材料を蒸着させる蒸着部２０と
、を備えて概略構成されている。
【００１８】
　搬送部は、搬送路１２０に沿って並ぶ複数の搬送用ローラ１２２を有する。本実施の形
態の有機ＥＬパネル製造装置１は、一例として、搬送部として第１の搬送部１２ａ～第３
の搬送部１２ｃを備えているがこれに限定されず、さらに多くても少なくても良い。また
第１の搬送部１２ａ～第３の搬送部１２ｃは、例えば、搬送用ローラ１２２が搬送路１２
０に沿って三列に等間隔で並んでいる。
【００１９】
　この第１の搬送部１２ａ～第３の搬送部１２ｃは、例えば、図２（ａ）に示すように、
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１２０°間隔で設けられている。なお以下では、第１の搬送部１２ａ～第３の搬送部１２
ｃは、配置される位置が異なるだけで構成が同じであるので、共通となる搬送路１２０、
開口部１２１、搬送用ローラ１２２、後述する側面１２４及び側面１２５を同じ符号とし
ている。
【００２０】
　また本実施の形態の有機ＥＬパネル製造装置１は、一例として、マスクとしてマスク４
ａ～マスク４ｃを備えているがこれに限定されず、さらに多くても少なくても良い。この
有機ＥＬパネル製造装置１は、径方向に同じ種類のマスクが配置されている。言い換える
ならマスクは、蒸着源に応じて種類が変わるように回転ドラム１０に配置されている。
【００２１】
　そして蒸着部２０は、マスク４ａ～マスク４ｃに応じて第１の蒸着源２１～第３の蒸着
源２３を備えて構成されている。
【００２２】
　また有機ＥＬパネル製造装置１は、一例として、図１（ｂ）に示すように、基板位置検
出部１４と、回転ドラム駆動部１６と、ローラ駆動部１８と、制御部２５と、を備えてい
る。
【００２３】
　基板位置検出部１４は、基板３の位置を検出する。そして基板位置検出部１４は、例え
ば、図１（ｂ）に示すように、検出した基板３の位置を示す基板位置情報Ｓ１を生成して
制御部２５に出力する。
【００２４】
　回転ドラム駆動部１６は、回転ドラム１０を駆動する。この回転ドラム１０は、例えば
、図１（ａ）及び図２（ａ）の紙面において時計回りに回転する。回転ドラム駆動部１６
は、例えば、図１（ａ）及び図２（ａ）に示すように、制御部２５から出力される駆動信
号Ｓ２に基づいて回転ドラム１０を回転軸Ｐの周りに回転させる。なお回転ドラム駆動部
１６は、例えば、回転角を検出しながら回転ドラム１０を回転させるものとする。
【００２５】
　ローラ駆動部１８は、例えば、図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、制御部２５か
ら出力される駆動信号Ｓ３に基づいて基板３を回転ドラム１０の後面１０ａ側から前面１
０ｂ側に向けて搬送する。なお図１（ａ）に示す矢印は、後面１０ａ側から前面１０ｂ側
に向かう搬送方向を示している。
【００２６】
　制御部２５は、例えば、記憶されたプログラムに従って、取得したデータに演算、加工
などを行うＣＰＵ（Central Processing Unit）、半導体メモリであるＲＡＭ（Random Ac
cess Memory）及びＲＯＭ（Read Only Memory）などから構成されるマイクロコンピュー
タである。このＲＯＭには、例えば、制御部２５が動作するためのプログラムが格納され
ている。ＲＡＭは、例えば、一時的に演算結果などを格納する記憶領域として用いられる
。
【００２７】
　制御部２５は、例えば、基板３の位置に応じて回転ドラム駆動部１６、ローラ駆動部１
８及び蒸着部２０を制御して基板３と蒸着源とを対向させ、有機発光層６の材料を基板３
に蒸着させる。
【００２８】
　有機ＥＬパネル９は、有機ＥＬパネル製造装置１によって製造された、又は後述する有
機ＥＬパネルの製造方法によって製造されたものである。この有機ＥＬパネル９は、例え
ば、図２（ｃ）に示すように、湾曲した２つの基板（基板３と基板８）によって有機発光
層６などを挟む構成を有している。
【００２９】
（基板３及び基板８の構成）
　基板３及び基板８は、一例として、予め湾曲させてあるガラス基板である。基板８は、
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例えば、有機ＥＬパネル製造装置１ではなく他の製造装置にセットされて有機発光層６な
どが形成された基板３と接着される。
【００３０】
　基板３は、遠心力で撓まない厚みを有している。この基板３の厚みは、一例として、１
～２ｍｍである。なお基板３及び基板８は、例えば、ガラス基板に限定されず、透明樹脂
を用いて湾曲するように形成された樹脂基板であっても良い。この樹脂基板は、ガラス基
板と同様に重力によって撓まない厚みを有している。
【００３１】
　基板３は、例えば、図１（ａ）及び図２（ａ）に示すように、回転ドラム１０の側面１
０ｃの形状に応じて湾曲している。この湾曲の曲率は、回転ドラム１０の中心から最下点
に位置する基板３までの距離を半径とする円の曲率となっている。また基板３は、回転ド
ラム１０の側面１０ｃを径方向、及び径方向と直交する方向に沿って切り取ったような形
状を有している。
【００３２】
（マスク４ａ～マスク４ｃの構成）
　マスク４ａ～マスク４ｃは、形成する層の形状に抜かれたパターンを有している。この
層の材料は、マスクを透過して基板３にパターンを形成する。このマスク４ａ～マスク４
ｃは、例えば、有機発光層６を構成する層ごとに設けられる。なお陰極５や陽極７などを
蒸着によって形成する場合、この陰極５や陽極７などのパターンに応じたマスクが配置さ
れる。
【００３３】
（有機ＥＬパネル９の構成）
　有機ＥＬパネル９は、一例として、図２（ｃ）に示すように、基板３と、陰極５と、有
機発光層６と、陽極７と、基板８と、を備えて概略構成されている。また有機ＥＬパネル
９は、例えば、有機発光層６などが形成された基板３と基板８とを接着する接着層、陰極
５や陽極７などを絶縁するため、ポリイミドや酸化シリコンなどを用いて形成された層間
絶縁層、及び有機発光層６を液体や気体による浸食を抑制するための酸化カルシウムなど
の乾燥剤層などを備えている。
【００３４】
　陰極５は、有機発光層６から出力される光の取り出し効率を高めるため、当該光を反射
する材料で形成される。陰極５は、例えば、蒸着法などにより、Ａｌ、ＡｇやＭｇなどの
金属材料やその合金材料を用いて形成される。なお陰極５は、例えば、透明電極であるＩ
ＴＯ（スズドープ酸化インジウム：Indium Tin Oxide）であっても良い。
【００３５】
　有機発光層６は、例えば、陽極７側から順に少なくとも正孔輸送層、発光層及び電子輸
送層が積層される。正孔輸送層は、例えば、α－ＮＰＤ（ジフェニルナフチルジアミン）
やＴＰＤ（Triphenyl Diamine）などを用いて形成される。発光層は、例えば、アルミキ
ノリノール錯体（Ａｌｑ３）やベリリウムキノリノール錯体（ＢｅＢｑ２）などを用いて
形成される。電子輸送層は、例えば、アルミキノリノール錯体などを用いて形成される。
【００３６】
　陽極７は、光を透過する透明電極として構成されている。従って有機発光層６によって
生成された光は、図２（ｃ）の紙面上方、つまり陽極７及び基板８を介して外に出力され
る。この陽極７は、有機発光層６に正孔を注入するためのものである。また陰極５は、有
機発光層６に電子を注入するためのものである。
【００３７】
　陽極７は、例えば、蒸着法やスパッタリング法などにより、有機発光層６から出力され
る光を透過するＩＴＯなどにより形成される。
【００３８】
　陰極５、有機発光層６及び陽極７などが形成された基板３は、例えば、基板８と接着剤
などによって一体とされる。この接着剤は、例えば、エポキシ系やアクリル系などの接着
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剤である。
【００３９】
（回転ドラム１０の構成）
　図３（ａ）及び図３（ｂ）は、変形例に係る有機ＥＬパネル製造装置の回転ドラムの前
面の形状の一例を示す概略図であり、図３（ｃ）は、搬送部のテーパー面に設けられた位
置決めのための凸部の一例を示す概略図である。
【００４０】
　回転ドラム１０は、例えば、図１（ａ）及び図２（ａ）に示すように、円筒形や円柱形
を有している。柱体である回転ドラム１０の２つの底面となる後面１０ａと前面１０ｂは
、真円であるがこれに限定されない。
【００４１】
　例えば、変形例として回転ドラム１０は、図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、後
面１０ａ及び前面１０ｂが、複数の曲線を組み合わせて形成されても良い。図３（ａ）は
、後面１０ａ及び前面１０ｂが、４つの曲線を組み合わせて形成された面となっている。
また図３（ｂ）は、後面１０ａ及び前面１０ｂが、３つの曲線を組み合わせて形成された
面となっている。
【００４２】
　これらの変形例では、側面１０ｃは、一定の曲率を有する曲面とならず、後面１０ａと
前面１０ｂの曲線に応じた複数の曲面から構成される。搬送部は、この曲面部分に配置さ
れる。従って基板３は、後面１０ａと前面１０ｂの曲線に応じた曲面を有する。言い換え
るなら回転ドラム１０は、基板３の曲面に応じた側面１０ｃとなるように構成される。
【００４３】
　回転ドラム１０は、基板３の曲面に応じて後面１０ａ及び前面１０ｂを真円にする場合
、後面１０ａ及び前面１０ｂが大きくなったり小さくなったり、真円にできなかったりす
る可能性がある。例えば、後面１０ａ及び前面１０ｂが小さい場合では、基板３が所望の
数、加工できない可能性がある。しかし変形例のように回転ドラム１０の後面１０ａ及び
前面１０ｂが基板３の形状に応じた曲線の組み合わせで形成される場合、回転ドラム１０
の体格の大小を抑制しつつ所望の数の基板３を加工することが可能となる。従って有機Ｅ
Ｌパネル製造装置１は、回転ドラム１０の側面１０ｃを基板３の曲率に応じた形状とする
ことによって、後面１０ａ及び前面１０ｂが真円である場合とは異なる曲率の有機ＥＬパ
ネル９を製造することができる。
【００４４】
（第１の搬送部１２ａ～第３の搬送部１２ｃの構成）
　第１の搬送部１２ａ～第３の搬送部１２ｃは、後面１０ａ側から前面１０ｂ側に向かっ
て基板３を搬送するように構成されている。この搬送に使用される搬送用ローラ１２２は
、例えば、リング形状のゴムを備えて構成されている。
【００４５】
　搬送路１２０の搬送方向に交差する開口部１２１の両側面（側面１２４及び側面１２５
）は、例えば、図２（ａ）に示すように、回転ドラム１０の回転中心Ｐ側より側面１０ｃ
側の方が、間隔が狭くなるテーパー形状を有する。
【００４６】
　そして基板３は、例えば、図２（ａ）及び図２（ｂ）に示すように、回転ドラム１０の
側面１０ｃに応じた形状に湾曲すると共に、搬送方向と交差する方向の両端面（端面３２
及び端面３３）に開口部１２１のテーパー形状に応じた逆テーパー形状を有している。そ
して開口部１２１の両側面（側面１２４及び側面１２５）は、回転ドラム１０の回転に伴
う遠心力や基板３に作用する重力による基板３の側面１０ｃ側への移動において、基板３
の両端面（端面３２及び端面３３）と接触して抜け止めとなると共に蒸着の際の位置決め
となる。なお側面１２４と端面３２、及び側面１２５と端面３３とが対向した場合、間の
距離が等しい、つまり側面１２４、側面１２５、端面３２及び端面３３のテーパー量が等
しくされている。
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【００４７】
　基板３は、例えば、図２（ａ）に示すように、搬送部が最下点に位置する場合、重力に
よって下方に落下する。側面１２４及び側面１２５がテーパー形状となっているので、開
口部１２１の幅が径方向に短くなって基板３の幅よりも短くなるので、基板３が側面１２
４及び側面１２５に接触し、回転ドラム１０から落下することはない。
【００４８】
　また基板３は、例えば、図２（ａ）に示すように、回転ドラム１０が回転して最下点に
位置した搬送部が上に向かって移動すると、開口部１２１内を落下する。そして基板３は
、やがて搬送用ローラ１２２上に落下する。この落下は、最下点を基準として回転角を０
°とした場合、少なくとも９０°より大きい回転によって生じる。この落下によって基板
３の裏面３１が搬送用ローラ１２２と接触して搬送が可能となるので、基板３は、搬送用
ローラ１２２によって次の蒸着源と対向する位置まで搬送される。
【００４９】
　本実施の形態では、例えば、図２（ａ）の紙面において第１の搬送部１２ａが最下点に
位置する場合、第２の搬送部１２ｂにおいて搬送が行われる。有機ＥＬパネル製造装置１
は、搬送及び蒸着が終了した後、回転ドラム１０を１２０°回転させ、第２の搬送部１２
ｂが最下点に位置すると回転を停止し、第３の搬送部１２ｃにおいて基板３をマスクの位
置まで搬送する。
【００５０】
　ここで変形例として、例えば、図３（ｃ）に示すように、開口部１２１の側面１２４及
び側面１２５から周方向に突出する凸部１２６が形成されても良い。この凸部１２６は、
基板３の表面３０と接触して基板３の落下を防止すると共に蒸着源に対する位置決めとな
る。
【００５１】
（蒸着部２０の構成）
　蒸着部２０は、例えば、図１（ａ）に示すように、回転ドラム１０の下方であって有機
ＥＬパネル９の材料ごとに、基板３の搬送方向に沿って複数並んで配置されている。
【００５２】
　蒸着部２０は、例えば、有機発光層６を形成する材料を、マスクを介して基板３に蒸着
させる。図１（ａ）では、一例として、第２の蒸着源２２からマスク４ｂを介して基板３
の表面３０側に材料を蒸着しているところを示している。本実施の形態では、蒸着部２０
として第１の蒸着源２１～第３の蒸着源２３を記載しているが一例であってこれに限定さ
れない。また蒸着部２０は、例えば、有機発光層６だけではなく、陰極５や陽極７を形成
するように構成されても良い。
【００５３】
　蒸着部２０は、制御部２５から出力される制御信号Ｓ４～制御信号Ｓ６に基づいて第１
の蒸着源２１～第３の蒸着源２３が制御される。
【００５４】
　以下に本実施の形態の有機ＥＬパネル製造装置１の動作の一例について図４のフローチ
ャートに従って説明する。ここでは、有機発光層６を蒸着によって形成する場合について
説明する。
【００５５】
（動作）
　まず陰極５が形成された基板３を有機ＥＬパネル製造装置１の回転ドラム１０にセット
する（Ｓｔｅｐ１）。本実施の形態の有機ＥＬパネル製造装置１の場合、３枚の基板３が
第１の搬送部１２ａ～第３の搬送部１２ｃに順次セットされる。なお基板３は、例えば、
同じ搬送部に対して適切なタイミングで連続的にセットされる。
【００５６】
　次に制御部２５は、蒸着対象の基板３をマスクの位置まで搬送する（Ｓｔｅｐ２）。具
体的には、有機ＥＬパネル製造装置１の制御部２５は、基板位置検出部１４から取得した
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基板位置情報Ｓ１に基づいて駆動信号Ｓ３を生成して出力し、ローラ駆動部１８を制御し
て所望のマスクの位置まで基板３を搬送する。
【００５７】
　次に制御部２５は、蒸着対象の基板３が蒸着源と対向するように回転ドラム１０を回転
させる（Ｓｔｅｐ３）。具体的には、制御部２５は、回転ドラム１０の回転角に基づいて
駆動信号Ｓ２を生成して回転ドラム駆動部１６に出力し、蒸着対象の基板３と蒸着部２０
の蒸着源とが対向するように回転ドラム１０を回転させる。制御部２５は、蒸着対象の基
板３と蒸着源とが対向すると、回転ドラム１０の回転を停止させる。
【００５８】
　次に制御部２５は、蒸着対象の基板３に有機発光層６の材料を蒸着させる（Ｓｔｅｐ４
）。具体的には、制御部２５は、制御信号を生成して蒸着源に出力し、蒸着対象の基板３
に有機発光層６の材料を蒸着させる。この際、制御部２５は、回転ドラム駆動部１６を制
御し、回転ドラム１０を回転させながら蒸着を行う。
【００５９】
　次に制御部２５は、蒸着対象の基板３に対する蒸着が全て終了したか確認する。制御部
２５は、蒸着対象の基板３に対する蒸着が全て終了していない場合（Ｓｔｅｐ５：Ｎｏ）
、ステップ２に処理を進める。具体的には、制御部２５は、同じ蒸着源によって材料を蒸
着させる基板３をマスクの位置まで搬送し（Ｓｔｅｐ２）、そして回転ドラム１０を回転
させ（Ｓｔｅｐ３）、次の蒸着を行う。
【００６０】
　ここでステップ５において制御部２５は、蒸着対象の基板３に対する全ての蒸着が終了
した場合（Ｓｔｅｐ５：Ｙｅｓ）、当該基板３の搬送が可能となったタイミングで、次の
工程を行う装置まで搬送する（Ｓｔｅｐ６）。
【００６１】
（実施の形態の効果）
　本実施の形態に係る有機ＥＬパネル製造装置１は、歩留まりを向上させることができる
。具体的には、有機ＥＬパネル製造装置１は、予め湾曲した基板３を用いて有機ＥＬパネ
ル９を製造するので、有機発光層などを形成してから湾曲させる場合と比べて、湾曲させ
る応力で基板３が破壊されることがなく、歩留まりを向上させることができる。またこの
有機ＥＬパネル製造装置１によって製造された有機ＥＬパネル９は、予め湾曲した基板３
から製造されているので、湾曲させるための応力に起因して破壊されることがないので、
歩留まりが向上する。
【００６２】
　有機ＥＬパネル製造装置１は、湾曲したガラス基板を用いて有機ＥＬパネル９を製造す
ることができるので、樹脂フィルムで有機ＥＬパネルを製造する場合と比べて、基板３の
硬度が高く、異物が刺さることが抑制されると共に異物に起因するショートやダークスポ
ットなどの不具合が抑制され、歩留まりが向上する。またこの有機ＥＬパネル製造装置１
によって製造された有機ＥＬパネル９は、ガラス基板から製造されるので、樹脂フィルム
で有機ＥＬパネルを製造する場合と比べて、硬度が高く、上記の不具合を抑制して歩留ま
りが向上する。
【００６３】
　有機ＥＬパネル製造装置１は、有機発光層６などが形成された基板３を湾曲させる工程
が必要ないので、この工程が必要な場合と比べて、リードタイムが短縮されると共に製造
された有機ＥＬパネル９を湾曲させたことによる残留応力がなく、歩留まりが向上する。
またこの有機ＥＬパネル製造装置１によって製造された有機ＥＬパネル９は、湾曲したガ
ラス基板から製造されているので、製造後に湾曲させることで生じる残留応力がなく、歩
留まりが向上する。
【００６４】
　有機ＥＬパネル製造装置１は、回転ドラム１０を回転させながら蒸着を行うので、静止
した湾曲した基板に蒸着を行う場合と比べて、蒸着源との距離を一定に保ちながら蒸着が
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１によって製造された有機ＥＬパネル９は、有機発光層６などが均一な蒸着膜に基づいて
形成されるので、発光ムラが低減される。
【００６５】
　有機ＥＬパネル製造装置１は、重力と、搬送部のテーパー形状を有する側面１２４及び
側面１２５と基板３の逆テーパー形状を有する端面３２及び端面３３との接触と、によっ
て蒸着源に対する位置決めが行われ、またこれらの形状が回転ドラム１０からの抜け止め
となるので、この構成を採用しない場合と比べて、位置合わせの工程が必要ないため、リ
ードタイムが短縮されると共に位置合わせ精度が向上する。またこの有機ＥＬパネル製造
装置１によって製造された有機ＥＬパネル９は、位置合わせ精度が高い状態で蒸着が行わ
れるので、発光ムラなどが低減された高い性能を有する。
【００６６】
　なお他の実施の形態としては、側面が曲面となる柱体形状を有する回転ドラムの側面に
設けられた開口部内を搬送路とし、搬送路に沿って、湾曲した基板を搬送し、搬送路の上
方であって回転ドラムの側面に取り付けられたマスクの位置まで搬送され、回転ドラムの
回転に応じて回転する基板に、マスクを介して有機ＥＬパネルの材料を蒸着させる有機Ｅ
Ｌパネルの製造方法を用いて有機ＥＬパネルを製造しても良い。この製造方法によって製
造された有機ＥＬパネルは、歩留まりが向上する。
【００６７】
　以上、本発明のいくつかの実施の形態及び変形例を説明したが、これらの実施の形態及
び変形例は、一例に過ぎず、特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。これら
新規な実施の形態及び変形例は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更などを行うことができる。
また、これら実施の形態及び変形例の中で説明した特徴の組合せの全てが発明の課題を解
決するための手段に必須であるとは限らない。さらに、これら実施の形態及び変形例は、
発明の範囲及び要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範
囲に含まれる。
【符号の説明】
【００６８】
１…有機ＥＬパネル製造装置、３…基板、４ａ～４ｃ…マスク、５…陰極、６…有機発光
層、７…陽極、８…基板、９…有機ＥＬパネル、１０…回転ドラム、１０ａ…後面、１０
ｂ…前面、１０ｃ…側面、１２ａ～１２ｃ…第１の搬送部～第３の搬送部、１４…基板位
置検出部、１６…回転ドラム駆動部、１８…ローラ駆動部、２０…蒸着部、２１～２３…
第１の蒸着源～第３の蒸着源、２５…制御部、３０…表面、３１…裏面、３２…端面、３
３…端面、１２０…搬送路、１２１…開口部、１２２…搬送用ローラ、１２４…側面、１
２５…側面、１２６…凸部
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摘要(译)

解决的问题：提供一种能够提高成品率的有机EL面板制造装置，有机EL
面板制造方法和有机EL面板。 有机EL面板制造装置1具有：侧面10c为
曲面的圆柱形状的旋转鼓10；以及设置在旋转鼓10的侧面10c上的作为
输送路径120的开口121的内部。 输送单元沿着弯曲的基板3、120传送
到弯曲滚筒3的侧面10c的传送路径120上方传送并传送到掩模的位置以
旋转旋转滚筒10。 相应地旋转的基板3设置有用于通过掩模气相沉积有
机EL面板9的材料的气相沉积部20，并且被粗略地构造。 [选择图]图1
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